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摘要(译)

本发明的实施例可以被用来以全视野和以3-D的方式执行表面的测量，诸
如人体的外部表面和内部表面。电磁辐射源可以被配置为以对应于空间
信号调制算法的图案投射所述电磁辐射。所述电磁辐射源也可以被配置
为以适合于传输通过所述辐射被投射在其内的介质的频率投射所述电磁
辐射。图像传感器可以被配置为捕捉表示所投射的图案的图像数据。图
像处理模块可以被配置为从所述图像传感器接收所捕捉的图像数据并且
使用所捕捉的图像数据和所述空间信号调制算法计算所述表面的全视野
3-D表示。显示装置可以被配置为显示所述表面的所述全视野3-D表示。
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